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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互換性同軸コネクタ（１００）を内向き方向に収容するための開口を有する同軸ＲＦ試
験コネクタであって、該同軸ＲＦ試験コネクタは、内側導体（４０）および外側導体（５
０）を有しており、前記内側導体（４０）および前記外側導体（５０）は中心軸線（２９
）に対して同軸に配置されており、
　前記外側導体（５０）は、円形のコンタクトばね（５５）を保持するための溝（４５）
を有しており、
　前記コンタクトばねは、複数の円弧状のコンタクトフィンガ（５６，２２１，２２３）
を有しており、個々のコンタクトフィンガの間に間隙（５７）を備えており、前記コンタ
クトフィンガは、該コンタクトフィンガを前記溝内に取り付けるためのベース（２２２）
から延びており、前記コンタクトフィンガ（５６，２２１，２２３）のうちの少なくとも
１つは、前記中心軸線（２９）に対して半径方向で前記互換性同軸コネクタ（１００）の
前記外側導体（１２０）に接触するための第１のコンタクトセクション（２２１）を有す
る、同軸ＲＦ試験コネクタにおいて、
　前記ベース（２２２）と前記第１のコンタクトセクション（２２１）との間に第２のコ
ンタクトセクション（２２３）が設けられており、
　該第２のコンタクトセクション（２２３）は、前記溝（４５）の側壁（５８）と容量性
接触しており、
　前記第２のコンタクトセクション（２２３）と前記側壁（５８）との間に、誘電性材料
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の絶縁ディスク（２３０）が設けられていることを特徴とする、同軸ＲＦ試験コネクタ。
【請求項２】
　前記コンタクトばね（５５）は、半径方向で前記外側導体（５０）にろう付けおよび／
または溶接されていることを特徴とする、請求項１記載の同軸ＲＦ試験コネクタ。
【請求項３】
　前記側壁（５８）は外向き方向に向けられており、これにより、前記互換性コネクタに
向かう方向に面していることを特徴とする、請求項１または２記載の同軸ＲＦ試験コネク
タ。
【請求項４】
　前記ベース（２２２）は、前記コンタクトフィンガ（５６，２２１，２２３）をほぼ半
径方向で包囲していることを特徴とする、請求項１から３までのいずれか１項記載の同軸
ＲＦ試験コネクタ。
【請求項５】
　前記外側導体（５０）は、前記コンタクトばね（５２）を保持するためのばねホルダ（
５１）を有することを特徴とする、請求項１から４までのいずれか１項記載の同軸ＲＦ試
験コネクタ。
【請求項６】
　前記ばねホルダ（５１）は、該ばねホルダを前記外側導体（５０）に螺合させるために
、前記試験コネクタの前記外側導体ベースにおけるねじ山と相互作用するねじ山を有する
ことを特徴とする、請求項１記載の同軸ＲＦ試験コネクタ。
【請求項７】
　前記コンタクトばね（５５）は、以下の材料、すなわち、ベリリウム銅、黄銅、鋼のう
ちの少なくとも１つを含むことを特徴とする、請求項１から６までのいずれか１項記載の
同軸ＲＦ試験コネクタ。
【請求項８】
　請求項１から７までのいずれか１項記載の同軸ＲＦ試験コネクタ（３０）と、内側コネ
クタ（２０）と、取付けサスペンション（１０）によって保持された接続ライン（２５）
とを有し、該接続ライン（２５）は、前記同軸ＲＦ試験コネクタ（３０）と前記内側コネ
クタ（２０）とを接続している、同軸ＲＦ試験アセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の分野
　本発明は、試験対象物への容易かつ迅速な接続のための同軸試験コネクタに関する。本
発明は、さらに、自己整列同軸コネクタ、すなわち、連結作動中に、結合するコネクタに
対して自動的に整列するコネクタに関する。
【０００２】
　従来技術の説明
　電子デバイスを試験するために、試験アダプタがしばしば使用される。これらの試験ア
ダプタは、試験されるデバイスを外部試験機器に接続する。増幅器、フィルタまたはその
他のようなＲＦデバイスを試験する場合、これらは、しばしば、ほとんどの場合に同軸コ
ネクタであるＲＦコネクタによって接続されなければならない。これらは、比較的厳密な
機械的公差を有しており、正確な接続を必要とする。コネクタが、試験されるデバイスに
手作業で取り付けられる場合、試験アダプタのコネクタはフレキシブルなケーブルを有し
ており、試験されるデバイスに手作業で取り付けられる。試験されるデバイスと試験アダ
プタとの間の自動接続が望まれるならば、機械的公差が深刻な問題を生じ得る。基本的に
、試験アダプタは、小さな機械的公差で形成され得るが、試験されるデバイスは、しばし
ば、より大量に製造されており、しばしば、より広い機械的公差を有する。これは、コネ
クタの不整列につながることがあり、これは、さらに、コネクタの損傷または不正確な試
験結果につながることがある。概して、測定アダプタのコネクタと、試験されるデバイス
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の結合するコネクタとが、全ての平面および方向において正確に整列させられると好まし
い。
【０００３】
　米国特許第６３４４７３６号明細書（US 6,344,736 B1）は、自己整列コネクタを開示
している。コネクタボディは、コネクタハウジングの内面に設けられた内側半径方向フラ
ンジと、軸方向ばねによって押し付けられたワッシャとの間で、その外面に設けられた外
側半径方向フランジ上に保持されており、これにより、コネクタボディは、少なくとも軸
方向および横断平面において、コネクタボディに固定されたセンタリングカラーに挿入さ
れた結合するコネクタに対して整列することができる。
【０００４】
　ローパッシブ相互変調（ＰＩＭ）接続を提供するために、比較的高い接触力が通常の同
軸ＲＦコネクタに加えられる。通常使用時、このような力は、予め決定された比較的高い
トルクによって締め付けられたコネクタのロッキングナットによって加えられる。試験セ
ットアップにおいて、コネクタをロックすることは時間を浪費しすぎる。単にコネクタど
うしを押し付けることは、コネクタの軸方向に高い圧力を生じる押付け装置を必要とする
。これは、特に多数のコネクタを備えるデバイスにおいてはほとんど実行不可能である。
【０００５】
　米国特許第４３７４６０６号明細書（US 4,374,606）は、外側導体に半径方向に接触す
るための複数のコンタクトを備える同軸コネクタを開示している。コンタクトは、軸方向
にスリーブによって保持されている。スリーブは、外側導体に摺動可能に係合する。
【０００６】
　米国特許第４１０６８３９号明細書（US 4,106,839）は、結合するコネクタのシールド
を接続するコンタクトばねを有するシールドされた多極コネクタを開示している。
【０００７】
　発明の概要
　本発明によって解決される課題は、比較的小さい力を加えることによって接続および分
離することができる、広い周波数範囲における高い反射減衰量と、ローパッシブ相互変調
とを提供する、同軸ＲＦコネクタインターフェースを提供することである。好適には、接
続は、コネクタの軸方向で大きな力を加えることなく維持されるべきである。さらに、コ
ネクタは、試験機器に要求されるような多数の結合サイクルを伴う長寿命を有するべきで
ある。
【０００８】
　前記課題の解決手段は、独立請求項に記載されている。従属請求項は、本発明のさらな
る改良に関する。
【０００９】
　好適な実施の形態によれば、試験されるデバイスに接続されてもよいまたは試験される
デバイスの一部であってもよい互換性の同軸コネクタに接続するために、試験コネクタが
提供される。試験コネクタは、少なくとも内側導体および外側導体を提供し、最も好適に
は、両導体は、円形の横断面および／または円筒形状を有しており、内向き方向で試験コ
ネクタに挿入されてもよい。外側導体は、互換性の同軸コネクタの外側導体を半径方向に
おいて少なくとも部分的に包囲するために円形を有する。外側導体は、さらに、互換性の
同軸コネクタの外側導体に半径方向に接触し、かつ前記外側導体にほぼ半径方向の接触力
を加えるために提供されたほぼ円形のばねを保持するための溝を提供する。
【００１０】
　好適には、コンタクトばねは、フィンガガスケットである。好適には、コンタクトばね
は、個々のコンタクトフィンガの間に好適には小さな間隙を備える複数の個々のコンタク
トフィンガを有する。コンタクトフィンガは、互換性の同軸コネクタの接触を改良するた
めにそれらの外側において付加的なコンタクトエレメントまたはコンタクトポイントを有
してもよい。全ての間隙または少なくともほとんどの間隙の幅は、フィンガの幅よりも小
さく、好適にはフィンガの幅の半分以下、最も好適にはフィンガの幅の３分の１未満であ
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ることが好ましい。全てのフィンガまたは少なくともほとんどのフィンガの幅が１ｍｍ未
満、好適には０．５ｍｍ以下であるとさらに好ましい。さらに、個々のコンタクトフィン
ガは、好適には、共通のベースの部分であり、したがって、共通のベースによって一緒に
保持されている。ベースが試験コネクタによって保持され、コンタクトフィンガが、互換
性の同軸コネクタの外側導体に対して半径方向に押し付けられると好ましい。好適には、
コンタクトフィンガは、ベースから弓状に延びている。
【００１１】
　好適には、コンタクトフィンガのうちの少なくとも１つは、互換性の同軸コネクタに半
径方向に接触するための第１のコンタクトセクションを有する。コンタクトフィンガのう
ちの少なくとも１つは、さらに、外側導体に形成された溝の側壁に接触するための第２の
コンタクトセクションを有する。最も好適には、第２のコンタクトセクションは、溝の側
壁と容量性接触しているが、ガルバニックコンタクトが、好適にはより低い周波数におい
て、有効でもあり得る。最も好適には、溝の側壁は、（内向き方向とは反対の）外向き方
向に向けられており、したがって、互換性コネクタに向かう方向に面している。側壁への
接触により、試験コネクタにマークされた、互換性コネクタの外側導体から流れる電流に
よって電流ループを形成する領域は、減じられ、これは、さらにコネクタの帯域幅を増大
する。
【００１２】
　図１１は、側壁５８への第２のコンタクトセクション２２３による容量性接触なしの実
施の形態を示しており、その結果、大きな電流ループ領域２４１を生じている。
【００１３】
　さらに好適な実施の形態では、試験コネクタの外側導体は、溝の一部であるまたは溝を
形成するばねホルダを有してもよく、ばねホルダはコンタクトばねを保持する。好適には
、コンタクトばねは、ばねホルダにろう付けおよび／または溶接される。最も好適には、
コンタクトばねは、そのベースにおいてばねホルダにろう付けおよび／または溶接される
。ろうは、コンタクトばねのベースの半径方向外側においてばねホルダに提供されてもよ
い。最善の相互変調特性のために、コンタクトばねとばねホルダとの間には１つの冶金学
的接続（ろう接続）のみが存在する。容量性接触を提供しかつ軸方向であらゆるガルバニ
ックコンタクトを防止するために、コンタクトばねの弓形部とばねホルダとの間に絶縁デ
ィスクが設けられてもよい。絶縁ディスクは、セラミックまたはプラスチック材料であっ
てもよい適切な絶縁材料を含んでもよく、プラスチック材料はＰＴＦＥまたはポリイミド
であってもよい。さらに、絶縁ディスクは、ばねとばねホルダとの間に高い連結容量を提
供するために、高い絶対誘電率を有すると好ましい。ばねホルダが、試験コネクタの外側
導体におけるねじ山と対面するねじ山を有すると好ましい。これにより、ばねホルダは、
外側導体において、好適にはコネクタの軸方向で螺合させられる。
【００１４】
　択一的な実施の形態では、ばねホルダは、試験コネクタの外側導体にプレス、ろう付け
または溶接されてもよい。
【００１５】
　別の実施の形態では、ばねホルダは、コンタクトばねを保持するための円形の間隙また
は溝を提供する、試験コネクタの外側導体の一部であってよい。この場合、コンタクトば
ねは、互換性同軸コネクタが試験コネクタに挿入されたときに、コンタクトばねと試験コ
ネクタの外側導体との間の軸方向の力がコンタクトばねを変形させるのに十分に大きく、
これにより、適切な接触を保証するために試験コネクタの外側導体に著しい力をさらに加
えるような形状およびサイズを有さなければならない。これは、円弧状のフィンガによっ
て達成されてもよい。
【００１６】
　本明細書に示された実施の形態は、コンタクトばねを試験コネクタ内へ容易に取り付け
ることができるという利点を有する。試験コネクタ内へコンタクトばねをろう付けまたは
溶接する必要はない。コンタクトばねは、材料疲労または不十分な接触を生じることなく



(5) JP 6284690 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

、多数の結合サイクルに耐えることができる。
【００１７】
　好適には、ベースは、中心軸線に関してコンタクトフィンガよりも大きな半径を有する
。したがって、好適には、ベースは、コンタクトフィンガをほぼ半径方向で包囲している
。その結果、互換性同軸コネクタの外側導体と試験コネクタとの間に極めてコンパクトな
サイズの短い電流路が生じ、その結果、さらに、広い周波数範囲における良好なインピー
ダンスの一致、ひいては高い反射減衰量を生じる。
【００１８】
　低インピーダンス広帯域コンタクトを達成するために、コンタクトフィンガの数は、１
０よりも多い、好適には２０よりも多い、最も好適には４０よりも多いとさらに好ましい
。
【００１９】
　試験コネクタの外側導体が、互換性同軸コネクタに対する機械的コンタクト、したがっ
て互換性同軸コネクタとの機械的整列を提供するために少なくとも１つのコンタクトセク
ションを有するとさらに好ましい。ばねホルダが、少なくともこのようなコンタクトセク
ションを提供するとさらに好ましい。好適には、互換性同軸コネクタと試験コネクタとの
半径方向整列を提供するために少なくとも１つの半径方向コンタクトセクションが存在す
る。互換性同軸コネクタと試験コネクタとの間に軸方向整列を提供するために、少なくと
も１つの軸方向に向けられたコンタクトセクションが存在するとさらに好ましい。
【００２０】
　別の実施の形態では、試験コネクタは、互換性同軸コネクタを試験コネクタに挿入する
ときに互換性同軸コネクタを試験コネクタに向かって案内するためのコネクタガイドを提
供する。コネクタガイドが、互換性同軸コネクタの挿入および整列を単純化するために円
錐形の進入側を有するとさらに好ましい。
【００２１】
　前述の実施の形態とは別に、中央の導体は、雄型または雌型であってもよい。
【００２２】
　コンタクトばねが、以下の材料、すなわちベリリウム銅、黄銅、鋼のうちの少なくとも
１つを含むと好ましい。
【００２３】
　互換性同軸コネクタが、ドイツ規格ＤＩＮ４７２２３に明示されているように、７／１
６ＤＩＮコネクタであるとさらに好ましい。
【００２４】
　図面の説明
　以下では、図面に関連する実施形態の複数の例に基づいて、一般的な発明の概念を制限
することなく、例として発明を説明する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】試験コネクタアセンブリの好適な実施の形態を示している。
【図２】互換性同軸コネクタが取り付けられた試験コネクタアセンブリの好適な実施の形
態を示している。
【図３】試験コネクタの詳細を示している。
【図４】互換性同軸コネクタが結合された試験コネクタの断面図を示している。
【図５】コンタクトばねの１つのセクションの側面図を示している。
【図６】コンタクトばねの平面図を示している。
【図７】修正されたコンタクトばねを示している。
【図８】コネクタの結合状態におけるコンタクトばねを詳細に示している。
【図９】図８の単純化したバージョンである。
【図１０】コンタクト領域の詳細を示している。
【図１１】修正されたコンタクト領域の詳細を示している。
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【００２６】
　図１には、試験コネクタアセンブリの好適な実施の形態が示されている。試験コネクタ
３０は、中心軸線２９を有する接続ライン２５によって内部コネクタ２０に接続されてい
る。接続ライン２５は、取付けサスペンション１０によって保持されており、取付けサス
ペンション１０は、接続ラインの傾きを許容し、さらに中心軸線２９の方向での移動を許
容する。さらに、次の図に示すように、互換性同軸コネクタ１００の接触を単純化するた
めに、試験コネクタの方向に力が加えられてもよい。好適には、試験コネクタ３０は、内
側導体４０および外側導体５０を有する。試験コネクタ３０が、コネクタを結合するとき
に互換性同軸コネクタ１００を案内するためのコネクタガイド６０を有するとさらに好ま
しい。
【００２７】
　図２において、試験コネクタアセンブリの好適な実施の形態は、互換性同軸コネクタ１
００が内向き方向で（紙面の下側から紙面の上側へ、または図面の左側から右側へ）取り
付けられるように示されている。互換性同軸コネクタ１００は、試験されるデバイスのケ
ーブルまたはハウジングに接続されてもよい。互換性同軸コネクタ１００は、好適には、
内側導体１１０および外側導体１２０を有する。互換性同軸コネクタ１００は、さらに好
適には雄ねじ山を有する外側ハウジング１３０を有するとさらに好ましい。外側ハウジン
グは、好適には、外側導体を包囲している。
【００２８】
　図３には、試験コネクタ３０の詳細が断面図で示されている。中心軸線２９と整列して
、内側導体４０が配置されている。この実施の形態では、内側導体４０は雄型であるが、
雌型であってもよい。後述するように、特定のタイプの内側導体は、外側導体の接触とは
無関係である。内側導体４０は、プラスチックまたはセラミック材料から成ってもよい保
持ディスク４１によって保持されてもよい。保持ディスク４１は、外側導体５０内で内側
導体４０をセンタリングする。さらに、中央の導体４０が、試験コネクタへの中央の導体
の組付けを単純化するためにスロット４２またはヘックスドライブまたはあらゆる類似の
手段を有すると好ましい。外側導体５０は、互換性同軸コネクタ１００の外側導体に半径
方向で接触するためのコンタクトばね５５を有する。この好適な実施の形態に示されたコ
ンタクトばねは、複数のコンタクトフィンガ５６を保持するベース２２２を有しており、
個々のコンタクトフィンガの間には間隙５７が設けられている。コンタクトフィンガは、
互換性同軸コネクタ１００の接触を改良するためにそれらの外側において付加的なコンタ
クトエレメントまたはコンタクトポイントを有してもよい。好適には、ばねホルダ５１が
設けられている。ばねホルダ５１は、好適には内側３２と共に溝を形成しており、コンタ
クトばね５５を、外側導体５０におけるその位置において保持する。コンタクトばね５５
は、好適には、ばねホルダにろう付けおよび／または溶接される。ばねホルダ５１は、中
央導体のベース３１にプレスされているか、溶接されているか、ろう付けされているかま
たはねじ山３３によって取り付けられていてもよい。
【００２９】
　択一的な実施の形態では、ばねホルダ５１は、外側導体ベース３１と一体の部分であっ
てもよい。この場合、ばねホルダ５１は、コンタクトばね５５を保持するための溝４５を
形成している。外側導体５０が少なくとも１つの機械的な接触面を有するとさらに好まし
い。最も好適には、少なくとも１つの、軸方向に向けられた機械的なコンタクトセクショ
ン５３が設けられている。半径方向に向けられた別の機械的なコンタクトセクション５４
が設けられていてもよい。
【００３０】
　図４において、互換性同軸コネクタ１００が結合された試験コネクタ３０の断面図が示
されている。互換性同軸コネクタ１００の中央導体１１０は、好適には、中央導体コンタ
クトエレメント１１１を有する。中央導体コンタクトエレメント１１１は、その端部にお
いてばね弾性的特性を提供するためのスロットを有する円筒状のスリーブであってもよく
、その内側コンタクトセクション１１３によってコンタクトセクション４３において中央
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導体４０に接触する。中央導体１１０は、中空であってもよい内部空間１１２を包囲して
もよい。
【００３１】
　互換性同軸コネクタの外側導体１２０は、好適には、中空の端部セクション１２１を有
する。中空の端部セクション１２１は、半径方向で、コンタクトばね５５によってコンタ
クト領域１２２において接触される。
【００３２】
　試験コネクタ３０に対する互換性同軸コネクタ１００の機械的な整列は、試験コネクタ
３０と、互換性同軸コネクタ１００との外側導体における機械的なコンタクトセクション
によって行われる。半径方向整列のために、互換性同軸コネクタ１００の外側導体の外側
セクション１２３は、試験コネクタの外側導体の半径方向の機械的なコンタクトセクショ
ン５４と接触してもよい。軸方向の整列は、試験コネクタの外側導体の軸方向の機械的な
コンタクトセクション５３と接触する互換性同軸コネクタ１００の軸方向コンタクトセク
ション１３３によって行われてもよい。好適には、軸方向コンタクトセクション１３３は
、ハウジング１３０の一部である。軸方向コンタクトセクション１３３のエッジに斜面１
３４が設けられてもよい。このような独立した半径方向および軸方向の整列は、コネクタ
の適切かつ再現性のある整列を保証する。コネクタの結合を単純化するために、外側導体
５０の外側は、斜面５２を有してもよい。コネクタの結合中の早期整列を提供するために
、試験コネクタ３０におけるコネクタガイド６０は、好適には、ハウジング１３０および
／またはハウジングにおける雄ねじ山１３１に対面および／またはそれらを案内するため
に、インターフェースセクション６５を備える円錐６１を有する。
【００３３】
　図５には、コンタクトばね５５の好適な実施の形態の１つのセクションの側面図が示さ
れている。コンタクトばねは、ベース２２２と、ベース２２２から延びた複数のコンタク
トフィンガ５６，２２１とを有する。好適には、コンタクトフィンガは、円弧状であり、
円弧の端部の近くの第１のコンタクトセクション２２１と、ベースと第１のコンタクトセ
クションとの間の第２のコンタクトセクション２２３とを提供している。コンタクトフィ
ンガの円弧形状は、図４に示したように、試験コネクタへのおよび試験コネクタからの互
換性同軸コネクタ１００の滑らかな挿入および取出しを許容する。複数のコンタクトフィ
ンガのそれぞれは、個々のばねエレメントとして作用し、互換性同軸コネクタ１００の外
側導体に力を提供し、これにより、電気的な接触を提供する。好適には、円弧は、互換性
同軸コネクタ１００に向けられた開口を有する。
【００３４】
　図６には、コンタクトばね５５の平面図が、真っ直ぐな引き延ばした状態で示されてい
る。ベース２２２は、ベース２２２から延びる複数のコンタクトフィンガ５６を保持して
おり、コンタクトフィンガ５６の間には間隙５７が設けられている。ベースは、好適には
、間隙またはスリットを有さない。好適には、コンタクトばねは、以下の材料、すなわち
ベリリウム銅、黄銅、鋼のうちの少なくとも１つを含む。
【００３５】
　図７には、修正されたコンタクトばね５５が、真っ直ぐな引き延ばした状態で示されて
いる。この場合、ベース２２２はセクション分けされており、これは、ばねの柔軟性およ
び曲げ可能性を増大する。
【００３６】
　図８には、コンタクトばね５５が、コネクタの結合状態において詳細に示されている。
前述のように、コンタクトばね５５は、コンタクトばねのための溝４５を形成している、
ばねホルダ５１と、外側導体のベース３１との間に包囲されている。コンタクトばね５５
は、コンタクトばね５５のベース２２２においてばねホルダ５１にろう付けおよび／また
は溶接されている。ここでは、ろう５９が、コンタクトばね５５のベース２２２の半径方
向外側に示されている。最善の相互変調特性のために、コンタクトばね５５とばねホルダ
５１との間には１つの冶金学的接続（ろう接続）のみが存在する。あらゆるガルバニック
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コンタクトを防止しかつ軸方向での容量性接触を提供するために、コンタクトばねの第２
のコンタクトセクション２２３とばねホルダ５１の側壁５８との間に絶縁ディスク２３０
が設けられてもよい。ガルバニックコンタクトが望まれるならば、この絶縁ディスクは省
略されてもよい。第１のコンタクトセクション２２１は、互換性同軸コネクタ１００の外
側導体１２０と接触しており、外側導体１２０へ極めて導電性の電気的通路を生じる。コ
ンタクトばね５５の設計により、高い接触力を、試験コネクタの外側導体ベース３１と、
互換性同軸コネクタ１００の外側導体１２０とに向かって生ぜしめることができ、その結
果、ローパッシブ相互変調を生じる。好適には、コンタクトばね５５のベース２２２は、
コンタクトフィンガ２２１，２２３よりも大きな半径にある。したがって、コンタクトフ
ィンガは、ベースから内向きに向けられている。
【００３７】
　図９は、図７の単純化されたバージョンであり、ここでは、個々の構成部材を明示する
ために幾つかのエッジ線が排除されている。
【００３８】
　図１０は、図９に基づき、コンタクト領域の別の拡大された詳細を示している。ここで
は、互換性コネクタの外側導体１２０から流れる電流によって電流ループを形成する領域
２４０が、マークされている。領域２４０は、電流ループのインダクタンスと共に、表面
５４と１２３との間にキャパシタンスを備える平行な共振回路を形成しており、コネクタ
の帯域幅を制限している。側壁５８への第２のコンタクトセクション２２３による容量性
接触により、このループの領域を著しく減じることができ、このことは、さらに、コネク
タの帯域幅を増大させる。
【００３９】
　図１１は、側壁５８への第２のコンタクトセクション２２３による容量性接触なしの実
施の形態を示しており、その結果、大きな電流ループ領域２４１を生じている。このよう
な接触を備えるコネクタは、図１０によるコネクタよりも著しく小さい帯域幅を有する。
【符号の説明】
【００４０】
　１０　取付けサスペンション
　２０　内部コネクタ
　２５　接続ライン
　２９　中心軸線
　３０　試験コネクタ
　３１　外側導体ベース
　３２　内側
　３３　ねじ山
　４０　内側導体
　４１　保持ディスク
　４２　スロット
　４３　導体コンタクトセクション
　４５　溝
　５０　外側導体
　５１　ばねホルダ
　５２　斜面
　５３　軸方向の機械的なコンタクトセクション
　５４　半径方向の機械的なコンタクトセクション
　５５　コンタクトばね
　５６　コンタクトフィンガ
　５７　間隙
　５８　側壁
　５９　ろう
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　６０　コネクタガイド
　６１　円錐
　６５　インターフェースセクション
　１００　互換性同軸コネクタ
　１１０　内側導体
　１１１　中央導体のコンタクトエレメント
　１１２　内側空間
　１１３　コンタクトセクション
　１２０　互換性コネクタの外側導体
　１２１　円筒状のコンタクトセクション
　１２２　コンタクト領域
　１２３　外側セクション
　１３０　ハウジング
　１３１　雄ねじ山
　１３３　軸方向コンタクトセクション
　１３４　斜面
　２２１　第１のコンタクトセクション
　２２２　ベース
　２２３　第２のコンタクトセクション
　２３０　絶縁ディスク
　２４０　電流ループの小さな領域
　２４１　電流ループの大きな領域

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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